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sor elements (13, 14). 



(57) Abstract: The invention relates to a measuring device and 
a method based on a confocal microscopy principle. The inven- 
tive device comprises a light source (1), a diaphragm unit (3) 
for limiting a beam, an imagine optical system (4) for focusing 
the light (5) which is irradiated by said source on a measurable 
object (6) and passes through said diaphragm unit Said device 
also comprises an optical system (10) for receiving the light (5) 
reflected from the object and passing through said optical sys- 
tem or another diaphragm unit disposed in an observation beam 
(7) and an image receiver (10) which is provided with at least 
two radiation-sensitive sensor elements (13, 14) (pixel). Said 
invention is characterised in that, in order to obtain the image 
of an altitude information-containing measurement, the device 
is also provided with means (11) for modifying the beam opti- 
cal path length disposed between the light source (1) and/or the 
image receiver (10), on one side, and the object (6) on the other 
and the optical distance (d) of a focal point is modifiable in a 
predetermined manner. In addition, said intention makes it pos- 
sible to influence the dependence of an accumulation of charges 
(Q13, Q14) in at least two sensor elements (13, 14) on the light 
intensity of the observation beam (7) during the exposure time in 
such a way that a correlation associated with the optical distance 
(d) of an image plane can be carried out by the imagine optical 
system (4), thereby making it possible to reconstitute the alti- 
tude co-ordinate (zs) of the object by distributing the intensity 
values obtained during the exposure time from at least two sen- 
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Erkiarung gemafi Regel 4.17: 

— Erfindereridarung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur fiir US 
Vcroffcntlicht: 

— mit inlernationalem Recherchenbericht 



Zur Erkiarung der Zweibuchstaben-Codes urid der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammeniassung: Die Erfindung betriffteine Vermessungseinrichtung und ein Verfahren nach dem Gmndprinzip der kon- 
fokalen Mikroskopie, umfassend eine Lichtquelle (1), eine Blendenanordnung (3) zur Strahlbegrenzung, eine Abbildungsoptik (4) 
zur Fokussierung des von der Lichtquelle abgestrahlten und durch die Blendenanordnung hindurchgetretenen Lichts (5) auf ein zu 
vermessendes Objekt (6). Weiterhin ist eine Empfangeroptik (10) fur das am Objekt zuriickgestreute und durch dieselbe oder eine im 
Beobachtungsstrahlengang (7) angeordnete weitere Blendenanordnung hindurchgetretene Licht (5), sowie einen Bildempfanger (10) 
mit mindestens zwei strahlungsempfindlichen Sensorelementen (13, 14) (Pixel) umfasst. Zur Erzeugung einer Hoheninformationen 
enthaltenden Vermessungsaufnahme sind Mittel (1 1) zur Veranderung der optischen Weglange im Strahlengang zwischen der Licht- 
quelle (1) und/oder dem Bildempfanger (10) einerseiLs und dem Objekt (6) andererseits angeordnet, wobei der opLische Abstand (d) 
des Fokus in vorgegebener Weise veranderbar ist. Die Abhangigkeit der Akkumulation von Ladungen (Q13, Q14) in den mindestens 
zwei Sensorelementen (13, 14) von der Lichtintensitat des Beobachtungsstrahienganges (7) wahrend des Belichtungszeitraums (T) 
lasst sich derart beeinflussen, dass ein Zusammenhang mit dem optischen Abstand (d) der Bildebene von der Abbildungsoptik (4) 
hergestellt werden kann, so dass aus der Verteilung der aus den mindestens zwei Sensorelementen wahrend eines Belichtungszeit- 
raumes gewonnenen Intensitatswerte eine Hohenkoordinate (zs) des Objekts rekonstruierbar ist. 



